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RESUMEN 

 

Este informe de entrega una consulta del estado de las patentes del tema             
“Materiales y procesos de manufactura” de forma general. Se presenta la           
publicación y presentación por año, las palabras con mayor concurrencia,          
información de asignación por solicitantes y caracterización por industria y países.           
Este es un insumo para la comunidad académica USTA cuyo objetivo es potenciar             
la trasferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo del país. 

Palabras Claves: Patentes, Informe de patentes, Materiales, Procesos de         
manufactura 
 

ABSTRACT  
 

This report provides a general patent status query on the topic "Materials and             
manufacturing processes". The publication and presentation by year are         
presented, the words with the highest concurrence, allocation information by          
applicants and characterization by industry and countries. This is an input for the             
USTA academic community whose objective is to promote the transfer of           
knowledge and technology to the country's productive sector. 
 
Keywords: Patents, Patent Landscapes Reports, Materials, Manufacturing 
processes 
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Ficha técnica  
 

Metodología 
 

 

[1] 

Resultados 

 

Gráfico 1. Patentes por año (Fuente: IQ Plus) 
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Fuente Expresión de búsqueda 

Innovation IQ Plus - 
IEEE 

“Materials and manufacturing processes” 

Periodo de análisis:1980 – 2020 
Fecha de consulta: 10/12/2020 
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Gráfico 2. Aplicaciones por año (Fuente: IQ Plus) 

 

 

Gráfico 3. Nube de palabras de las palaras con mayor concurrencia en las patentes 
(Fuente: IQ Plus) 
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Gráfico 4. Top 10 de los mayores solicitantes (Fuente: IQ Plus) 

 

Gráfico 5. Top 10 del primer inventor con más patentes (Fuente: IQ Plus) 

 

Gráfico 6. Mapa de patentes por el país de origen basado en el inventor (Fuente: IQ Plus) 
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Gráfico 7. Mapa de patentes por el país de origen basado en el primer solicitante (Fuente: 
IQ Plus) 

 

Gráfico 8. Primer cesionario por CPC (Fuente: IQ Plus) 
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